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Ионно-лучевое и плазменное оборудование 
для электроники, микросистемной  
техники и оптики
Ion-beam and plasma equipment 
for electronics, MEMS and optics

Компания scia Systems была создана в 2013 году 
в партнерстве с фирмой VON ARDENNE. Компания базируется 
в Технологическом центре города Хемница (Германия), 
недалеко от Дрездена. scia Systems разрабатывает и производит 
ионно-лучевое и плазменное оборудование для электроники, 
микросистемной техники и прецизионных оптических 
систем. О передовых решениях компании рассказал директор 
по продажам Марцел Деммлер.
scia Systems was founded 2013 in partnership with the VON 
ARDENNE GmbH. The company is located in the Technology 
Center of Chemnitz (Germany), near Dresden. scia Systems 
develops and manufactures ion beam and plasma processing 
systems for electronics, MEMS and precision optics. Sales 
Director, Marcel Demmler told about the advanced solutions of 
the company.

scia Systems – молодая и относительно неболь-
шая компания, это недостаток или преимуще-
ство для заказчиков?
Действительно, в нашей компании работают 
всего около 80 человек. Я считаю, что благодаря 
небольшому размеру нам проще подстраиваться 
под требования заказчиков, предлагать инди-
видуа льные решения, которые оптима льно 
отвечают их запросам. Вместе с тем мы распо-
лагаем достаточными ресурсами, чтобы рабо-
тать с крупными заказчиками, выполнять мас-
штабные проекты и обеспечивать качествен-
ную сервисную и технологическую поддержку 
нашего оборудования. Кроме того, небольшая 
компания имеет небольшие затраты, поэтому 
мы предлагаем высококачественное оборудова-
ние по весьма привлекательным ценам.

Какие тенденции в области тонкопленочных 
технологий вы можете отметить?
Общая тенденция как в оптике, так и в микро-
электронике – повышение требований к точно-
сти покрытий. Благодаря этому наши решения 
на базе ионно-лучевых технологий становятся 
все более востребованными на рынке.

Какие разработки scia Systems являются клю-
чевыми для успеха компании?
В первую очередь следует отметить установку 
для ионно-лучевого тримминга scia Trim 200, 
которая предназначена для коррекции геоме-
трии функциональных слоев в производстве 
оптических и полупроводниковых устройств. 
Ионно-лучевой тримминг позволяет выпол-
нять коррекцию с субнанометровой точностью. 
Сердцем установки является ионный источ-
ник нашей разработки, который вместе с пре-
цизионной механикой обеспечивает исклю-
чительную стабильность и высокую повторя-
емость процесса. Scia Trim 200 применяется в 
производстве акустоэлектрических устройств 
и фильтров, например фильтров на поверх-
ностных и объемных акустических волнах, 
для коррекции толщины пластин на основе 
танталата лития, ниобата лития, кварца и 
SOI-структур (кремний на изоляторе), при 
изготовлении тонкопленочных записываю-
щих головок и прецизионных тонкопленоч-
ных резисторов, а так же в других областях. 
Система предназначена для работы с пласти-
нами диаметром от 100 до 200 мм и может экс-
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scia Systems is a young and rela-
tively small company, is it a dis-
advantage or an advantage for 
customers?
Our company employs only about 
80 people, indeed. I believe that 
due to small size of scia Systems 
it is easier for us to adapt to cus-
tomer requirements, offer tai-
lored solutions that optimally 
meet their needs. However, we 
have sufficient resources to work 
with large customers, to imple-
ment large-scale projects and to 
provide a high-quality service 
and technological support for our 
equipment. In addition, a small 
company has small expenses, 
t herefore we offer top qu a l-
ity equipment at very attractive 
prices.

What trends in the field of thin-
film technologies do you find 
particularly interesting today?
The General trend in optics and 
electronics is increasing the 
demands for precision coatings. 
This ensures that our solutions 
based on ion-beam technology 
are increasingly in demand by 
the market.

What products of scia Systems 
are the most important to the 
success of the company?
First of all, it should be noted 
scia Tr im 200 for Ion Beam 
Trimming (IBT), which is devel-
oped to correct the geometry 
of the functional layers in the 
processing of optical and semi-
conductor devices. Ion-beam 

trimming allows to perform the 
correction with sub-nanome-
ter accuracy. The heart of the 
system is the ion beam source, 
which is designed by our com-
pany, and together with preci-
sion mechanics provides excep-
tional stability and high repeat-
ability of the process. The main 
applications of scia Trim 200 are 
the trimming of acousto-elec-
trical devices and filters such 
as bulk acoustic wave or surface 
acoustic wave filters, the correc-
tion of thickness of wafers on 
the basis of lithium tantalate, 
lithium niobate, quartz and SOI 
(silicon on insulator), the pro-
cessing of thin-film heads and 
precision thin film resistors. 
The system is designed for wafer 
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плуатироваться в круглосуточном режиме. Для 
применения в крупносерийном производстве 
scia Trim 200 может комплектоваться роботом-
загрузчиком кассет. Также доступна кластер-
ная конфигурация с двумя рабочими каме-
рами. Производительность составляет около 
150 пластин в день. Опыт наших заказчиков из 
США, Японии и Европы подтверждает высокую 
эффективность scia Trim 200, что позволило нам 
занять прочные позиции в сегменте систем для 
ионно-лучевого тримминга.

Так же мы разработали линейку установок 
ионно-лучевого осаждения scia Coat, которая 
включает три модели. Особенностью нашей 
технологии является применение двухлуче-
вой системы, при которой второй луч может 
использоваться для предварительной очистки 
поверхности, что обеспечивает очень высокое 
качество получаемых пленок. Одновременно 
могут применяться до шести разных мише-
ней, устанавливаемых на поворотном держа-
теле, причем мишени могут меняться без оста-
новки работы. Модель scia Coat 500 позволяет 
наносить покрытия на подложки размером до 
300 × 500 мм. Ионно-лучевое осаждение приме-
няется в случаях, когда к точности формирова-
ния тонкопленочных структур предъявляются 
особо высокие требования, например, в про-

изводстве рентгеновской оптики, оптических 
фильтров, при нанесении антиотражающих и 
градиентных покрытий.

Востребовано ли оборудование scia Systems на 
российском рынке?
Я думаю, что наилучшие перспективы в России 
имеют системы ионно-лучевого травления. Мы 
выпускаем установки серии scia Mill для обра-
ботки пластин диаметром 150 и 200 мм. Эти 
системы универсальны, позволяют выполнять 
травление в инертном газе (Ion Beam Etching, 
IBE), реактивное травление (Reactive Ion Beam 
Etching, RIBE), а также травление в среде хими-
чески активного газа (Chemically Assisted Ion 
Beam Etching, CAIBE). Благодаря возможности 
гибкой настройки параметров при травлении 
широчайшего диапазона материалов, scia Mill 
прекрасно подходят для научно-исследователь-
ских проектов. Уверен, что совместно с нашим 
партнером – компанией "ТехноСистем Трейд" – 
мы будем успешно содействовать развитию рос-
сийских исследовательских и производствен-
ных проектов в электронике, микросистемной 
технике и оптике.
	

Текст и фото: 
О.Лаврентьева, Д.Гудилин
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sizes from 100 to 200 mm and 
can operate around the clock. 
For use in large-scale production 
scia Trim 200 can be equipped 
with a cassette-handling robot. 
Also a cluster configuration with 
two process chambers is avail-
able. The performance is about 
150 plates a day. The experi-
ence of our customers from USA, 
Japan and Europe confirms the 
high efficiency of the scia Trim 
200, which enabled us to occupy 
a strong position in the segment 
of ion-beam trimming systems.

We have also developed a 
range of scia Coat ion beam 
dep osit ion s ys tem s,  wh ic h 
includes three models. The 
peculiarity of our technology is 
the use of a dual beam system, 
whereby the second beam can be 

used for pre-cleaning that pro-
vides a very high quality films. 
Up to six different targets can be 
used, which are mounted on the 
rotational holder, whereby the 
targets can be changed without 
stopping the operation. scia Coat 
500 system allows to deposit 
coatings onto substrates with 
a size up to 300 × 500 mm. Ion 
beam deposition is used in cases 
of very high requirements to the 
accuracy of thin-film structures, 
for example, in the production of 
x-ray optics, optical filters, anti-
reflective and gradient coatings.

I s  t he  e qu ipment  of  s c i a 
Systems in demand in the 
Russian market?
I  think our systems for ion 
beam etching (IBE) have best 

prospects in Russia. We pro-
duce scia Mill range of equip-
ment for etching and milling of 
150 and 200  mm wafers. These 
systems are universal and allow 
IBE, reactive ion beam etching 
(RIBE) and chemically assisted 
ion b ea m etc h i n g (C A I BE). 
Thanks to the flexible setting 
of the etching process of a wide 
range of materials, scia Mill is 
ideal for research projects. I am 
confident that together with our 
partner, TechnoSystem Trade, 
we will successfully contribute 
to the development of Russian 
research and industrial proj-
ects in electronics, optics and 
MEMS.
	

Text and photo by O.Lavrenteva  
and D.Gudilin
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